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我々は，精密光源として知られる光コムに対して，光渦のもつ空間方向（方位角）の制御性を

組み合わせることで，精密な時空間位相制御を可能にする“光渦コム”という概念を提案してきた．

前回の講演会では，2 つの位相制御された光渦コムである“デュアル光渦コム”によって生成した

リング状光格子を，光ピンセット光源として適用し，光コムの「オフセット周波数差（Δfceo）制御」

を介した物体の任意回転光マニピュレーションを実証した[1]．今回の発表では，さらにデュアル

光渦コムのもうひとつの制御パラメータである「繰り返し周波数差（Δfrep）制御」を併用すること

で，角度軸情報の精密干渉計測が可能となる“デュアル光渦コム分光法”を提案する． 

構築した実験システムを図 1(a)に示す．2 台の位相同期した Er ファイバコムを，偏光を調整し

たのち q-plate に透過させることで，Δfrep可変なデュアル光渦コム（ℓ = ±2, Δℓ = 4）を生成した．

従来のデュアルコム分光法と同様に，高速ディテクタを用いてインターフェログラムを検出した．

このとき，ドーナツビーム面内の一部をスリットで切り出して“空間部分サンプリング[2]”を行う

ことで，図 1(b)に示すようにスリット設置方位角 θに依存した位相 φ = Δℓθ をもつインターフェロ

グラム測定に成功した．本結果は，光コムによる角度軸情報の干渉計測が可能になったことを意

味しており，全光学的角度計測や軌道角運動量分光といった新規光コム応用への展開が今後期待

される．本研究は JST, ERATO 美濃島知的光シンセサイザプロジェクト（JPMJER1304）および科

研費若手研究(B)（JP17K14322）の助成を受けた． 

 
図 1. (a) デュアル光渦コム分光システムの概要．（b）観測したインターフェログラムのスリット設置角度依存性． 
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